






















































































专利名称(译) 用于测量足底的温度分布的装置
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[标]发明人 LINDERS DAVID ROBERT
PETERSEN BRIAN
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IPC分类号 A61B5/01 G01K7/16 A61B5/00
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于测量足底上的温度分布的装置具有柔性基底。衬底限定了形成多个
衬底段的多个不连续部分。每个基板区段具有传感器区域，该传感器区
域具有用于耦合传感器的表面，以及至少一个连接器，以连接到相邻基
板区段的至少一个传感器区域。多个传感器区域中的每一个被配置为相
对于其他传感器区域可移动。不连续性导致柔性基底在聚集体中表现出
弹性。该装置还具有与柔性基板耦合的多个电阻接触温度传感器。
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